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Silicon Austria Labs instaluje nowe systemy EVG

Wiodace austriackie centrum badawcze Silicon Austria Labs (SAL) zainstalowato systemy
litografii i przetwarzania rezystancji EV Group (EVG) w swoim osrodku MicroFab R&D w Villach w
Austrii.

Instalacje te stanowig jeden z elementdéw rozszerzonej wspotpracy miedzy obiema firmami, majgcej na
celu przyspieszenie rozwoju i wdrazania zaawansowanych technologii optycznych dla heterogenicznych
zastosowan integracyjnych, w tym optyki na poziomie wafla.

Nowo zainstalowane systemy EVG obejmujg bezmaskowy system naswietlania LITHOSCALE,
zautomatyzowany system nanoimprint SmartNIL EVG 7300 i system optyki na poziomie wafla, a takze
wiele uzupetniajgcych systemow przetwarzania rezystanciji. Systemy te dotgczajg do istniejgcej bazy
zainstalowanych przez SAL wielu systeméw EVG do klejenia, wyrbwnywania masek i litografii, w tym
pierwszej instalacji 200-mm wersji zautomatyzowanego systemu przetwarzania rezystancji EVG 150.

"Niedawno zaangazowalismy sie w szereg najnowoczesniejszych projektéw badawczo-rozwojowych
obejmujgcych meta-optyke, zintegrowang fotonike i MEMS, wymagajgcych uzycia zaawansowanych
narzedzi do litografii i klejenia. Dzigki naszej cenionej wspotpracy z EVG uzyskalismy dostep do narzedzi
o wyjgtkowej niezawodnosci i precyzji, ktére majg kluczowe znaczenie dla udanych przedsiewzie¢
badawczo-rozwojowych. W szczegdlnosci system EVG 7300 SmartNIL stat sie kluczowym narzedziem
umozliwiajgcym masowg produkcje nanostruktur dla nowych urzgadzen fotonicznych i MEMS. Jego
zastosowania obejmujg réznorodne dziedziny, takie jak inteligentne systemy os$wietleniowe, AR/VR,
optyka samochodowa, telekomunikacja i technologia kwantowa" — méwi dr Mohssen Moridi, szef dziatu
badawczego Microsystems w Silicon Austria Labs w komunikacie prasowym.



SAL byt jednym z pierwszych klientéw, ktérzy otrzymali nowy system EVG7300, bedacy jednym z
najbardziej zaawansowanych rozwigzan EVG tgczgcym wiele mozliwosci procesowych opartych na UV,
takich jak litografia nanoimprint (NIL), formowanie soczewek i ukladanie soczewek (klejenie UV) w jednej
platformie. EVG7300 zostat opracowany specjalnie w celu zaspokojenia zaawansowanych potrzeb
badawczo-rozwojowych i produkcyjnych.

"Ta najnowsza dostawa i instalacja naszych zaawansowanych systemow litografii i przetwarzania
rezystancji jeszcze bardziej wzmacnia nasze relacje i wspiera zdolno$¢ SAL do opracowywania
przysztych kluczowych technologii i stosowania naszych wiodgcych rozwigzan w rzeczywistych
zastosowaniach przemystowych" — dodaje Thomas Glinsner, dyrektor ds. technologii korporacyjnych w
EV Group.
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